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 K. Bunk von Metall mit Keramik  
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 R.Bayerer   
    
17 J. Gobrecht Verfahren zum Verbinden von gesint- Angemeldet 
  tertem Silizium-Karbid mit Kupfer  
    
18 B. Broich Leistungshalbleiter-Modul Erteilt in USA 
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